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摘要(译)

提供了一种确定超声诊断装置的孔径的方法，该方法防止波束图恶化并
能获得具有良好质量的图像。此方法包括：波束形成仿真步骤(S102)，
该步骤基于与探测器的信号处理条件相关且包括对来自换能器的接收信
号进行相加和稀化的方式的参数，对要形成的超声波束图进行仿真；以
及相加和稀化模式确定步骤(S103)，用于确定在波束形成仿真步骤中得
到的波束图是否满足预定标准，该标准包括旁瓣电平的最大值，在不进
行相加和稀化的情况下灵敏度降低的允许量等。
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